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(67) Die Erfindung betritft ein Verfahren zur Uberwachung
des Auftrages von flieRfahigen: Stoff, welcher aus einer zur
Schichttrageroberflache etwa paraliel beliebig bewe gten
Diise austritt. Die Erfindung betrifft die Sensortechr.ik und
ist insbesondere fiir 1en Auftrag von Klebstoff geeignet.
Ziel der Erfindung ist es, den Gebrauchswert des
Sensorkopfes zu erhohen und den Aufwand fir die
Kontrolle des Stoffauftrages zu verringern. Die
erfindungsgeméle Aufgabe wird dadurch geldst, diB um
die Diise ein etwa ringformiges MefBfleckpulygon gebildet.
die Intensitédt des von der im Meffleck liegenden
Oberflache retlektierten und des durch den aus der Diise
austretenden Stoffes transmittierenden Strahlung
gemessen und mit Referenzsignalen verglichen wird. Das
MeRfleckpolygon wird aus einer Folge von
Strahlungsimpulsen, die in Richtung auf den Schichttrager
gerichtet sind, qebildet. Der aufgetragene Stoff wird von
dem starr an der Diise angebrachten Sensorkopf gesucht.
Hierzu werden die Sender nacheinander in bestimmter
Raihenfolge aktiviert. Fig. 1
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Patentanspriche:

1. Verfahren zur Jberwachung des Auftrages von fliefféhigem Stoff, welcher aus einer zur
Schichttrageroberfliche etwa parallel beliebig bewegten Dise austritt, unter Verwendung von
Sensoren, gekennzeichnet dadurch, daB um die Diise (10) ein MeRfleckpolygon (11-16) gebildet,
die Intensitit des von der im jeweiligen MeRfleck (11, 12, 13, 14, 15, 16) liegenden Oberfléche
reflektierten und remittierten und der durch den aus der Diise (10) austretenden Stoff (3)
trar.smittierenden Strahlung gemessen und mit Referenzsignalen verylichen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, da das MeRfleckpolygon (11-16) aus einer
Folge von Strahlungsimpulsen, die in Richtung auf den Schichttrager (2) gerichtet sind, gebildet
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, da8 mindestens 4 Sensoren {4-9)
verwendet werden, die in Form eines oder mahrerer gegeneinander verdrehter Vielecke angeordnet
sind, und innerhalb eines Vieleckes mit n-Sensoren, wobei n > 2 ist, zunéchst ein erster Sensor (4)
in Richtung eines ersten MeRflecks (11) Strahlung emittiert und ein zweiter Sensor (5) die vom
aufgetragenen Stoff (3) und/odsr Schichttrager (2) reflektierte und remittierte Strahlung (im
waeiteren die vom Stoff ausgehende Strahlung genannt) empfangt, darauf ein {(n—i)-ter Sensor in
Richtung eines {n-i)-ten MeRflecks Strahlung emittiert und ein n-ter Sensor die vom Stoff
ausgehende Strahlung empfingt, danach der n-te Sensor in Richtung eines n-ten MeRflecks
Strahlung emittiert und der erste Sensor die vom Stoff ausgehande Strahlung empféngt, sich dieser
Vorgang entsprechend der Anzahl der Vielecke wiederholt, so daR die Strahlengénge aus der
Richtung der Diise auf den Schichttriger betrachtet mindestens ein Vieleck bilden, und zuletzt
mindestens ein Sensor (4) in Richtung des aus der Diise austretenden Stoffes (3) Strahlung emittiert
und ein beciiglich der Diise gegenuperliegender Sensor (8) die den Stoff (3) transmittierende
Strahlung empféangt.

Hiwrzu 3 Seiten Zeichnunger

Anwendungsgebiet der Ezfindung

Die Erfindung betrifft die Uberwachung des Auftrages von flieRfahigem Stoff, welcher aus einer zur Schichttrégeroberfliche
etwa parallel beliebig bewegten Diise austritt. Die Erfindung betrifft die Sensortechnik und ist insbesondere fiir den Auftrag von
Klsbstoff geeigriet.

Charakteristik des bekannten Standes der Technlk

Das automatische Auftragen von flieBfahigem Stoff, wie 2. B, Kigbstoff, erfordert Sensoren, die diesen Vorgang kontrollieren. Es
sind optoelektronische Lésungen bekannt, die das verschiedene Reflexionsverhalten von Schichttréiger und aufgetragenem
Stoff zur Auswertung heranzishen. So 2.B. eine Losung, bei der der Diise, aus welcher der Stoff austritt, ein einziger optischer
Sander und ein Empfiriger 2ugeordnet sind. Der Sender emittiert Strahlung und die vom aufgetragenen Stoff oder vom
Schichttréger reflektierte Strahlung wird empfangen. Da der eine Sensor fest mit der Diise verbunden ist, ist keine beliebige
Bewagung der Diise iiber dem Schichttréger mdglich.

Mit dem Sensor ist nur der Zustand , Stoff auf Schichttrager” erfaBbar. Weitere Zustdnde, wie , Stoff aus der Diise ausgetreten”,
sind nicht erfabar,

Es ist keine Ancrdnung fiir Diise und Sensor bekannt, die eine beliebige Relativbewegung zwischen Diis3 und Schichttrédger bei
gleichzeitiger Uberwachung des Stoffauftrages zuléRt. Bei dsn bekannten Lésungen erfolgt der Kontrollvorgang zeitlich getrennt
vom AuftragsprozeB mittels einar separaten Einrichtung, die so gestaitet ist, daB die Relativbewegung zwischen Sensor und
Schichttrager beim Kontrollvorgang die gleiche wie beim AuftragsprozeB ist. Durch dia zeitliche Trennung von Auftrags- und
Kontrollproze8 ist ein direktes Riickwirken auf den Stoffauftrag nicht maglich.

Ziel der Erfindung

Zielder Erfindung istes, den Gebrauchswert des Sensorkopfes zu erhdhen und den Aufwand fiir die Kontrolle des Stoffauftrages
zu verringern.
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Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgaba der.trfindung ist es, eine Lisung anzugeben, die eine beliebige Relativbewegung awischen Diise und Schichttréger
ermdglicht und ohne separata Kontrolleinrichtung funktioniert.

ErfindungsgemiR wird die Aufgabe dadurch geldst, daB um die Uilse ain MeRfleckpolygon gebildet, die Intensitdt der von derim
MeRfleck liagenden Oberfliiche des Schichtirtigers refiaktierten (Reflexion) und remittierten (Remission) und der durch den aus
der Dilse austretanden Stoff durchtretenden Strahlung (Transmission) gemessen und mit Referenzsignalen verg):hen wird. lin
Sensorkopf befinden sich mindestens 4 Sensoren, die in Form eines ouar inehrerer gegereinander verdrehter Vielecke
angeordnet sind. n Sensoren bilden jeweils ein Vieleck, wobein > 2ist Cas MeRflackpolygon wird aus einer Folge von
Strahlungsimpulsen, die auf den fliaBfihigen Stoff und den Schichttr¥ ger gerichtet sind, gebildet. Der aufgetragene Stoff wird
von dem starr an der Diise anjebrachten Sensorkopf gesucht. Hierzu werden die Sensoren nachieinander in bestimmter
Reihenfolge aktiviert:

Zundchst emittiert ein erster Sensor in Richtung eines ersten MeBflackes Strahlung, und ein cweiter Sensor empfangt die vom
aufgetragenen Stoff und/oder Schichttriger reflektierte und remittierte Strahlung (im weiteren die vom Stoff ausgehende
Strahlung genannt).

Darauf emittiert ein (n--i)-ter Sensor (bei insgesamt vier Sensoren ein dritter Sensor) in Richtung eines (n-i)-ten MeBfleckes
(dritten MeBflecks) Strahlung, und ein n-ter Sensor (ein vierter Sensor) e:pféngt die vom Stoff ausgehende Strahlung. Danach
emittiert der n-te {vierte) Sensor in Richtung eines n-ten (vierten) MeBfleckes Strahlung, und der erste Sensorempfangt die vom
Stoff ausgehende Strahlung.

Dieser Vorgarg wiederholt sich entsprechend der Anzahl der Vielecke, so daB die Strahlengiéinge, aus der Richtung der Diise auf
den Stoff e rachtet, mindestens ein Vieleck (bei insgesamt vier Sensoret; «in Viereck) bilden, und zuletzt emittiert mindestens
ain Sensor in Richtung des aus der Diise austretenden Stoffes Strahlung, unid ein beziiguch der Diise gegeniiberliegender Sensor
(dritter Sensors) empfingt die den Stoff transmittierende Strahlung.

Dadurch wird in der Umgebung der Diise ein konstiuktiv festgelegter Bereich nach dem Vorhandensein von auf dem
Schichttréger aufgetragenem Stoff abgesucht. Der zwischen Diise undl Schichttréger fliefende Stoff wird mittels Transmission
arfafdt.

Die Vorteile sind am Ende des Ausfithrungsbeispials aufgefiihrt.

Ausfihrungsbeisplel

Die erfindungsgsmife Anordnung wird am Beispiel des Auftrages von Klebstolf erlautert.
In den Zeichnungen zeigen:

Fig.1: eine dreidimensionale Gesamtansicht des Sensorkopfes, mit dem das erfindungsgemiBe Verfahren durchgefiihrt wird,

Fig.2: dielLageder Sensoren im Sensorkopf(Schnittdarstellungzu Fig. 1) bei sechs Sensoren mitangedeuteten Strahlengéngen
und MeBflacken,

Fig.3: die MeBflecke auf dem Schichttréger zu Fig. 2.

Der auf einen Schichttrdger 2 aufzutragende Klebstoff 3 tritt aus einer bewegten Dilse 10 aus, wodurch sich eine Stoffbahn 3
bildet. Die Diise ist von einem Sensorkopf 1 umgeben, der mit sechs Sensoren 4 bis 9 bestiickt ist. Die Sensoren bilcien ein
regelmaBiges Sechseck. Jeder Sensor bestoht aus Strahlungssender und -empfinger. Die Sender und Empfénger sind an eine
Steuer- und Auswerteeinheit angeschlossen.

Um die Diise 10 wird ein MeRfleckpolygon 11-16 gebildet. Die Intensitét der von der im jeweiligen MeBfleck 11,12,13,14, 15,16
lisgenden Oberfliche reflektierten und remittierten und der durch den aus der Diise 10 austretenden Stoff 3 transmittierenden
Strahlung wird gemessen und mit Referenzsignalen verglichen. Das etwa ringformige MeBfleckpolygon 11-16 wird aus einer
Folge von Lichtimpulsen, die auf den flieBféhigen Stoff 3und den Schichttrdger 2 ycrichtetsind, gebildet. Der aufgetragene Stoff
wird von dem starr an der Diise angebrachter Sensorkopf 1 gesucht. Hierzu wercen die Sensoren nacheinander in bestimmter
Reihenfolge akt, ‘iert:

ZunZchst emittiert ein erster Sensor 4in Richtung eines ersten MeBflecks 11 Strahlung, undzweiter Sensor 5 empféngt dievom
aufgetragenen Klebstoff 3 oder Schichttriiger 2 reflektierte und remittierte Strahlung.

Danach emittiert der zweite Sensor 5 in Richtung eines zweiten MeBfleckes 13 Strahlung, und ein dritter Sensor 6 empféngt die
vom aufgetragenen Klebstoff 3 oder Schichttriiger 2 reflektierte und remittierte Strahlung.

Darauf emittiert der dritte Sensor 8 in Richtung eines dritten MeRflecks 15 Strahlung und der erste Sensor 4 empfangt die vom
aufgetragenen Klebstoff 3 oder Schichttréger 2 reflektierte und remittierte Strahlung, so daR die Strahlengénge aus der Richtung
der Diise 10 auf den Schichttriger 2 betrachtet ein gleichseitiges Dreieck bilden.

Im AnschinB wiederholt sich o.g. Vorgang mit drei weiteren Sensoren 7 bis 9, so daR dem gleichseitigen Dreieck ein uri 60°
gedrehter gleichseitiges Dreieck iberlagert wird.

In einern weiteren Schritt emittiert der Sensor 4 in Richtung dar aus der Diise 10 austreter. en Klebstotfes 3 Strahlung und der
beziiglich der Diise 10 gegeniiberliegende Sensor 8 empféngt die den Klebstoff 3transmitt, >rende Strahlung. Das Gleiche
erfolgt mit den Sensoren 5 und 9 sowie 6und 7.

Dadurch wird in der Umgsbung der Diise 10 ein konstruktiv festgelegter Bereich nach dem Vorhandensein von auf dem
Schichttriger 2 aufgetragenem Stoff 3 abgesucht. Der zwischen Diise 10 und Schichttréger 2 flieBende Stoff 3 wird mittels
Transmission erfaBit.
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Vorteil der Erfindung ist die beliebige Relativbewegung zwischen Dilse 10 und Schichttréger 2 sinschlieBlich der beliebigen
Stellung awischen Diise 10 und Stoffbahn 2, wodurck auch die Mdglichkeit des direkten Eir.wirkens auf den Auftragsprozel
besteht, da die Ergebnisse der Xontrolle nicht erst nach Beendigung des Beschichtungsvorganges des gesamter. Bauteiles
vorliegen.

Mit dem erfindungsgemiRen Sensor sind folgende Zusténde arfalbar:

— . Stoff auf Schichttréger” und
— ,Stoff aus der Diise ausgetreten”,
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Fig.1
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Fig.3
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